科目: 半導體製程
任課老師: 劉志益 http://www2.nkust.edu.tw/~cyliu01
班級: 四子三、四       時間: (一)5,6,7 (1330-1620) 資701

參考書籍: 半導體製程技術導論(第三版)，蕭宏，全華。老師課程投影片
期中考35%, 期末考35%, 課堂心得15%, 出席15%

考試範圍:推薦參考書籍(老師提供投影片內容)和演講內容(尤其是講者的投影片題目)

上課心得:於12次演講中必須當場繳交最少6次(上傳雲端)，且必須符合心得撰寫規定。

出席:12次演講於課前、課後點名(務必親自簽名，勿代簽會檢查)，少1次即扣0.5分。其餘上課週次抽點。上課滑手機、睡覺則1次扣1分
依出席率與發問狀況決定課堂表現，期中期末考(可帶A4兩面手寫資料)。
PS: 1.本課程由聯華電子主管群協助進行，如聯電講師早於1550結束(提早半小時)則由劉老師接手上課
    2.請設定教學平台Email，加退選後加入課程line群組(通知與當天繳交心得作業用)
    3.非理工科系(入學非數C)同學的評分標準另外考量
	時間
	課程名稱
	授課講師

	1
	9/11
	開學、電子產業介紹
	高科大劉志益

	2
	9/18
	聯電公司簡介、課程與半導體產業簡介
	聯電講師

	3
	9/25
	IC 製程技術基本概念
	聯電講師

	4
	10/2
	製程模組:擴散氧化與清洗製程技術(一)
	聯電講師

	5
	10/9
	國慶日彈性放假(9/23補課?)
	

	6
	10/16
	製程模組:擴散離子植入製程技術(二)
	聯電講師

	7
	10/23
	製程模組:薄膜ECP,PVD製程技術(一)
	聯電講師

	8
	10/30
	製程模組:薄膜CVD,CMP製程技術(二)
	聯電講師

	9
	11/6
	期中考
	11/6期中考

	10
	11/13
	參觀UMC南科廠
	參觀UMC南科廠

	11
	11/20
	製程模組:微影製程技術(一)
	聯電講師

	12
	11/27
	製程模組:微影製程技術(二)
	聯電講師

	13
	12/4
	製程模組:蝕刻製程技術
	聯電講師

	14
	12/11
	缺陷檢驗與分析
	聯電講師

	15
	12/18
	半導體生產製造與自動化
	聯電講師

	16
	12/25
	Device and Integration
	聯電講師

	17
	1/1
	放假日(元旦補假)
	

	18
	1/8
	期末考
	1/8期末考


